ZEISS AURIGA

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio Electronico Dual Beam (FIB-SEM).
TECNICAS

®  Microscopia electronica de barrido

" FIB

®  Criosem

® EDX

® EBSD
RESPONSABLES Francisco Varela // Juan Luis Ribas.
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Sétano, Ala Derecha.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Platina: motorizada en 6 ejes.
Columna SEM (Gemini):

Fuente de electrones: cafidn de emisidén de campo tipo Schottky.
Resolucién: 1,0 nma 15kV; 1,9 nma 1 kV

Aumentos: de 12X a 1000kX

Corriente: de 4 pA a 20 nA

Voltaje de aceleracién: de 0,1 a 30 kV

Columna FIB (Cobra):

Fuente de iones: Galio liquido.
Resolucién: 2,5 nm a 30 kV
Aumentos: de 300X a 500kX
Corriente: de 1 pA a 50 nA

Voltaje de aceleracién: de 1 a 30 kV

®  Detectores:

En camara: SE Everhart-Thomley

En cdmara: BSE

In lens: SE

In lens: EsB, con rejilla de filtrado para deteccién de BSE puros.
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ANDALUCIA TeECH

®  Sistema de inyeccion de gases con 5 precursores.

® 2 camaras CCD de infrarrojos para visualizacién de la muestra.
®  Sistema de micromanipuladores.

®  Sistema para realizar estudios en muestras congeladas:

= Platina con control de temperatura.
= Brazo de transferencia VCT100.

®  Sistema de compensacion local de carga (N2 gas).



